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Abstract (en)
The invention relates to a supporting device for holding an object (1) to be enamelled by a dip-enamelling process, the said device having two
through-openings arranged at a distance from each other. According to the invention, two guide elements (15) made of an insulating material
are arranged on the supporting device (3) in such a way that one guide element (15) is in each case assigned to one through-opening. In this
arrangement, each guide element (15) has a guide section (19) which adjoins a fastening section (17) for connecting to the supporting device (3),
extends at a predeterminable angle (a) obliquely from the supporting device (3) and engages in a through-opening during holding of the object (1),
so that the object (1) is guided over the guide sections (19) for holding. Each guide section (19) is arranged and/or designed in such a way that,
after pushing onto the guide elements (15), the object (1) can be swivelled in the direction of the supporting device (3). <IMAGE>

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Tragvorrichtung zum Haltern eines durch ein Eintauchemaillierverfahren zu emaillierenden Werkstückes (1) mit zwei
im Abstand voneinander angeordneten Durchgangsöffnungen. Erfindungsgemäß sind an der Tragvorrichtung (3) zwei Führungselemente (15)
aus einem isolierenden Material so angeordnet, daß jeweils ein Führungselement (15) einer Durchgangsöffnung zugeordnet ist. Dabei weist
jedes Führungselement (15) einen sich an einen Befestigungsabschnitt (17) für eine Verbindung mit der Tragvorrichtung (3) anschließenden
Führungsabschnitt (19) auf, der sich unter einem vorgebbaren Winkel (a) schräg von der Tragvorrichtung (3) erstreckt und beim Haltern des
Werkstückes (1) in eine Durchgangsöffnung eingreift, so daß das Werkstück (1) zum Haltern über die Führungsabschnitte (19) geführt wird. Jeder
Führungsabschnitt (19) ist so angeordnet und/oder ausgebildet, daß das Werkstück (1) nach einem Aufschieben auf die Führungselemente (15) in
Richtung zu der Tragvorrichtung (3) geschwenkt werden kann. <IMAGE>
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